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(57) Abstract: The invention relates to a bimorph mirror comprising first (1) and second (2) layers made of a piezoelectric ceramic 
material and at least one electrode which enables to vary at least one curve of the mirror according at least to the electric voltage 
applied to piezoelectric ceramics. The inventive mirror is characterised in that the first (1) and second (2) layers are separated by a 
central core (5) made of a material such as glass or silicon which forms a semi-rigid beam. 
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(57) Abrege : L'invention est relative a un miroir bimorphe presentant une premiere (1) et une deuxieme (2) couche en ceramique 
piezo-electrique ainsi qu'au moins une electrode permettant de faire varier au moins une courbure du miroir en fonction d'au moins 
une tension electrique appliquee aux ceramiques piezo-electriques. Le miroir selon l'invention est caracterise en ce que la premiere 
(1) et la deuxieme (2) couche sont separees par une ame centrale (5), en materiau tel que du verre ou de la silice, qui forme une 
poutre semi-rigide. 
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REVINDICATIONS MODIFIEES 

[re9ues par le Bureau international le 02 septembre 2005 (02.09.2005); 
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1) Miroir bimorphe presentant une premiere et une deuxieme 
couche en ceramique piezo-electrique ainsi qu'au moins une electrode 
permettant de faire varier au moins une courbure du miroir en fonction d'au 
5 moins une tension electrique appliquee aux ceramiques piezo-electriques, 
caracterise en ce que la premiere (1) et la deuxieme (2) couche en ceramique 
piezo-electrique sont separees par une ame centrale (5), en materiau tel que 
du verre ou de la silice, qui forme une poutre semi-rigide, I'epaisseur (e) de 
Tame centrale (5) etant comprise entre 1 et 80 mm. 
10 2) Miroir bimorphe selon la revendication 1, caracterise en ce 

que I'epaisseur (e) de Tame centrale (5) est comprise entre 2 et 80 mm. 

3) Miroir bimorphe selon la revendication 2, caracterise en ce 
que I'epaisseur (e) de Tame centrale (5) est comprise entre 5 et 80 mm. 

4) Miroir bimorphe selon Tune des revendications 
15 precedentes, caracterise en ce que ladite ame centrale est constitute d'un 

materiau choisi parmi le verre et la silice. 

5) Miroir bimorphe selon Tune des revendications 
precedentes, caracterise en ce que la premiere (1) et la deuxieme (2) couche 
en ceramique piezo-electrique sont prises en sandwich entre deux couches 

20 de peau (3,4) par exemple en verre ou en silicium. 

6) Miroir bimorphe selon Tune des revendications 
precedentes, caracterise en ce qu'il presente une epaisseur totale (E) 
comprise entre 10 mm et 150 mm. 

7) Miroir bimorphe selon Tune des revendications 
25 precedentes, caracterise en ce que la premiere (1) et la deuxieme (2) couche 

en ceramique piezo-electrique sont formees d'une pluralite d'elements 
ceramiques places cote a cote dans au moins une direction le long de plans 
de coupure, et en ce que les plans de coupure (212, 223, ....) de ladite 
deuxieme couche (2) sont decales dans au moins une direction par rapport 
30 aux plans de coupure (112, 123, ...) de ladite premiere couche (1). 

8) Miroir bimorphe selon la revendication 7, caracterise en ce 
que ledit decalage entre les elements piezo-electriques selon au moins une 
direction est egal a la moitie d'un pas P selon lequel les elements piezo- 
electriques sont disposes dans cette direction. 

35 9) Miroir bimorphe presentant une premiere et une deuxieme 

couche en ceramique piezo-electrique, ainsi qu'au moins une electrode 
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permettant de faire varier au moins une courbure du miroir en fonction d'au 
moins une tension electrique appliquee aux ceramiques piezo-electriques, 
caracterise en ce que la premiere (1) et la deuxieme (2) couche en ceramique 
piezo-electrique sont formees d'une pluralite d'elements ceramiques places 
5 cote a cote dans au moins une direction le long des plans de coupure, et en 
ce que les plans de coupure (212, 223, ....) de ladite deuxieme couche (2) 
sont decales dans au moins une direction par rapport aux plans de coupure 
(112, 123, ...) de ladite premiere couche (1). 

10) Miroir bimorphe selon la revendication 9, caracterise en ce 
10 que ledit decalage entre les elements piezo-electriques selon au moins une 
direction est egal a la moitie d'un pas P selon lequel les elements piezo- 
electriques sont disposes dans cette direction. 
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